


SU3900标配多功能超大样品仓，可应对大型样品的观察。
日立高新推出的扫描电镜 SU3800/SU3900兼具操作性和扩展性，结合众多的自动化功能，可更高效的发挥其高性能。

多功能大型样品仓，可搭载更多分析附件，

可应对直径达200mm（SU3800）

300mm（SU3900）的超大样品。

※选配项

本产品沿用已经过验证的 GUI 界面，另外还搭载了广受

好评的 SEM MAP 功能。超大视野光学导航系统※为操作

人员提供更加顺畅的操作体验。

※含选配项

F R I E ND L Y  &  F L E X I B L E

FR I E N D L Y F L E X I B L E
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※1 ※2※3

※1 需使用高承重　品座（　配）。

※3 　品台可移动范围不受　品重量限制。
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SEM/EDS ※

Image pro ※

Reprot Creator

SU3800/SU3900

SU3800 / SU3900 配有可以将SEM图像传输到由美国Media Cybernetics 开发的图像处理软件Image Pro的功能。只需

单击一下，即可将数据从SEM传输到测量分析功能更强大的Image Pro软件。
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SEM 4 BSE

4 SEM 3D
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Microsoft Office®
Microsoft Office®
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※各种样品台

提供匹配不同样品形状、观察与分析需求的样品支架和样品台。（部分示例）

※样品交换仓

选配样品交换仓，可在主样品仓保持真空状态下快速更换样品，大大提高了工作效率。

102 mm 127 mm

20 mm 45 mm

样品台（150 mm×150 mm） 多合样品台（φ15 mm×33） 树脂包埋样品台（φ25.4 mm×4）

※各种样品台

提供匹配不同样品形状、观察与分析需求的样品支架和样品台。（部分示例）

※样品交换仓

选配样品交换仓，可在主样品仓保持真空状态下快速更换样品，大大提高了工作效率。

102 mm 127 mm

20 mm 45 mm

样品台（150 mm×150 mm） 多合样品台（φ15 mm×33） 树脂包埋样品台（φ25.4 mm×4）



1817

CFRP a

b CFRP

ArBlade5000

ArBlade5000 SEM/离子研磨仪的样品座互相兼容

CFRP SEM

a b a CFRP b CFRP

25,000
BSE-COMPO

5.0kV

25,000
BSE-COMPO

5.0kV

BSE-COMPO
4.0kV

2,500
UVD

5.0kV

250

ArBlade5000

a b

a

b Ag

1817

CFRP a

b CFRP

ArBlade5000

ArBlade5000 SEM/离子研磨仪的样品座互相兼容

CFRP SEM

a b a CFRP b CFRP

25,000
BSE-COMPO

5.0kV

25,000
BSE-COMPO

5.0kV

BSE-COMPO
4.0kV

2,500
UVD

5.0kV

250

ArBlade5000

a b

a

b Ag



BSE

O-K AI-K

Si-K Zr-L

CL

TiO2 Al2O3

800
5kV

50,000
8kV

32,000
8kV

550
15kV

15
15kV

10,000
7kV

2019

BSE CL

BSE

O-K AI-K

Si-K Zr-L

CL

TiO2 Al2O3

800
5kV

50,000
8kV

32,000
8kV

550
15kV

15
15kV

10,000
7kV

2019

BSE CL



样品台（150 mm×150 mm）样品台（150 mm×150 mm）
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